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 Teoria envolvida
 Tipos de espectrometria de emissao

« Equipamento: ICP

« Aplicacoes



1. TEORIA

v Baseia-se na propriedade dos atomos ou ions (no estado
gasoso) de, quando excitados, emitir radiacdoes com
comprimento do onda caracteristicos nas regides do UV-
Vis (180 — 800 nm)
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Tipos de Espectrometria de Emissao Atomica

v Arco ou centelha (Spark ou Arc)
v" Chama (Flame Atomic Emission Spectrometry — FAES)
v Plasma

v" Laser-induced breakdown (LIBS) — Tecnologia nova



Espectrometria de Emissao Atomica

baseada em plasma

v Plasma:

“Mistura gasosa condutora de
eletricidade, que contém uma
concentracdo significativa de
cations e elétrons”

v'Plasma de Argonio:
Espécies condutoras: ions argonio
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Tipos de plasma

v Corrente direta (Direct-current plasma — DCP)

v Microondas (Microwave-induced plasma — MIP)

v| Plasma induzido (Inductively-coupled plasma — ICP)




2. EQUIPAMENTO

{ Plasma induzido (Inductively-coupled plasma — ICP) ]




2.1. Fluxograma de funcionamento
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a) Introducao da amostra
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a) Introducao da amostra

v Solidos

( Vaporizacao Eletrotérmica ) ( Ablacao - Laser )
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b) Atomizacao e excitacao:

v Atomizacdo: Plasma induzido

Gas Argonio
Bobina de inducao

Centelha : N
Bobina Tesla l lonizagao l

Interacao

lons Argonio —) Campo
Elétrons magneético

Aceleracao e
movimento

das particulas Amostra

Colisdes » l

Aguecimento de ‘ Atomizacgéo
até 10000K

12



v Processo de formacéao do ICP
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v Fonte de plasma induzido: Tocha
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b) Atomizacao e excitacao:

v Fonte de excitacdo: Plasma induzido
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2.2. Tipos de espectrofotometros para
fontes de plasma

v" Instrumentos para espectroscopia de emissao:
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a) Simultaneo
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v Simultaneo
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b) Sequencial
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Fig. 16.10 Caminho dptico de um espectrémetro seqgiiencial ( tesia de Thermo Jarrel Ash, Franklin, MA, Estados Unidos)
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